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(M) Lampen- und Reflektoranordnung 

(1/7) Die Erfindung betrifft eine Lampen- und Reflek- 
to< anordnung (1 ) zur Bestrahlung von Objekten in Rich- 
tu^gen einer Vordersate (8) der Anordnung, 
^Tobccondere zur Strahlungserwarmung von Objekten, 
mi cner Kombination einer Infrarotlampe (2) und ernes 
^vfitktors (3). Dte Infrarotlampe (2) weist erne langge- 
vt<*cxte Infrarot-Strahlungsquelle (5) zur Emission von 
**arotstrahlung und eine langgestreckte strahlungs- 
AjrchUssige Umhullung (4) der Infrarot-Strahlungs- 
f (5) auf. Der Reflektor dtent der Reflexion von 
n. nt ( n Richtung der Vorderseite (8) emittierter Strah- 
>-^rx; und erstreckt sich entlang der Infrarotlampe (2) in 
+.*~vn Langsnchtung. Die Reflektoroberflache des 
* * Mors (3) weist quer zur Langsrichtung em zwei- 
v ^♦fikhges, sich beidseitig der Mittelebene der Infrarot- 
u-t-? {?) erstrecKendes Querschntttsprofil auf, gemaB 
j,e Schenkei der Reflektoroberflache von einem in 
Winelebene liegenden Scheitel (10) aus zunachst in 
'.i>*aMige, von der Vorderseite (8) der Anordnung 
*-;wei$ende Richtungen verlaufen, im weiteren Ver- 
u/ mi zunehmendem Abstand zur Mittelebene, 
i«>xh umkehren und in zur Vorderseite (8) weisende 
►'.•j^Tungen verlaufen. 
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Besctireibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lampen- und 
Reflektoranordnung zur Bestrahlung von Objekten in 
Richtungen einer Vorderseite der Anordnung, tns- 5 
besondere zur Strahlungserwarmung von Objekten, mn 
einer Kombination einer Infrarotlampe und ernes Ref lek- 
tors. Die Infrarotlampe weist eine langgestreckte Irrfra- 
ro1-Strahlungsquelle zur Emission von Infrarotstrahlung 
und eine langgestreckte, strahlungsdurchlassige ic 
Umhullung der Infrarot-Strahlungsquelle auf. Der 
Reflektor dient der Reflexion von nicht in Richtung der 
Vorderseite emittierter Strahlung und erstreckt sich ent- 
lang der Infrarotlampe in der en Langsnchtung. 
[0002] Ahnliche Anordnungen sind bereits aus der 15 
Beleuchtungstechnik bekannt, wobei jedoch anstelle 
einer Infrarot-Strahlungsquelle eine Lichtquelle zur 
Erzeugung von sichtbarem Licht vorgesehen ist. 
[0003] Zur Strahlungserwarmung von Objekten 
sind bereits Anordnungen der eingangs genannten Art 20 
vcrgesci'iidytrn wuiuen, wooei aie Ketlektoroberflache 
des Reflektors quer zur Langsnchtung der Infrarot- 
lampe em trapezformiges Querschnittsprofil aufweist. 
welches symmetnsch zu einer Mittelebene der Infrarot- 
lampe ist Die Mittelebene schneidet die Infrarot-Strafv ?s 
lungsquelle in der Ebene des Querschmtts bzw 
erstreckt sich in Langsrichtung durch die Infrarot-Strah- 
lungsquelle falls diese in gerader Richtung verlauft. Bei 
dieser Lampen- und Reflektoranordnung bildet also en 
ebener Oberflachenbereich der Reflektoroberflache die 30 
Ruckseite der Anordnung. 

[0004] Soil die von der Infrarotlampe abgegebene 
Infrarot-Strahlung wesenthche Strahlungsleistung im 
Wellenlangenbereich des kurzen Infrarot haben (Wei- 
lenlangen klemer als 2 ^m) betragt die Oberf lachentem- 35 
peratur der Infrarot-Strahlungsquelle mehr als 1400 K 
Soil die von der Infrarotlampe abgegebene Infrarot- 
Strahlung em spektrales StahlungsfluBdichte-Maximum 
im Wellenlangenbereich des nahen Infrarot haben (Wel- 
lenlangenbereich zwischen 0,78 und 1,4 \im) 40 
betragt die Oberflachentemperatur der Infrarot-Strah- 
lungsquelle mehr als ?1Q0 K Urn diese Temperatur zu 
erreichen und aufiechtzuerhalten, muf3 die Ternperatur 
der strahlungsdurchlassigen Umhullung, insbesondere 
einer Quarzglasrohre, groBer als 250°C sein, soffte 45 
jedoch 550 C C nicht uberschrerten. Bei Umnuliungstem- 
peraturen groBer als 550°C nimmt die Lebensdauer der 
Infrarotlampe rapide ab. Die Grenztemperatur von 
550°C ist bei Oberflachentemperaturen der Infrarot- 
Strahlungsquelle von mehr als 2100 K ohne aktive Kuh- so 
lung nicht einzuhalten Fine Zwangskuhlung der Umhul- 
lung ist fur den Betneb der Lampe im nahen Infrarot 
somit unerlaBlich. 

[0005] In neuerer Zeit sind auch Anwendungen 
bekannt geworden, bei denen es auf eine reaktions- 55 
schnelle Steuerbarkeit der emittierten Strahlungslei- 
stung ankommt Auch fur diese Anwendungen wurde 
bereits vorgeschlagen. sowohl die Umhullung als auch 
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die Reflektoroberflache zu kuhlen. Auf diese Weise wird 
einerserts die von der Umhullung bzw. der Reflektor- 
oberflache selbst in Richtung des zu bestrahlerden 
Objekts emittierte Strahlungsleistung minimiert und 
wird anderersetts eine schnelle Abkuhlung der Infrarot- 
Strahlungsquelle erm6glicht. Fur die Kuhlung der 
Umhullung und/oder der Reflektoroberffache werden 
bekanntermafien Luftstrom-Kuhleinrichtungen emge- 
setzt, die eine Zwangskonvektions- Kuhlung bewirken. 
Bei den bekannten Luftstrom-Kuhleinrichtungen erfolgt 
die Luftstromung in Langsrichtung der Lampen- und 
Reflektoranordnung 

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Lampen- und Reflektoranordnung der eingangs 
genannten Art anzugeben, die die Eigenanstrahlung 
der Lampe reduziert. Eine weitere Aufgabe der vorlie- 
genden Erfindung ist es, den stbrenden EinfluG der 
Umhullung auf die Bestrahlungsstarkeverteilung, die 
sich durch Oberlagerung der direkten und der reflektier- 
ten Strahlungsanteile der Strahlungsquelle ^rniht 
gering zu halten. 

[0007] Die Aufgabe wird durch eine Lampen- und 
Reflektoranordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 
1 gelost Weiterbildungen sind Gegenstand der abhan- 
gigen Anspruche 

[0003] GemaG einem Kerngedanken der Erfindung 
weist die Reflektoroberflache dt . Reflektors quer zur 
Langsnchtung der Infrarotlampe em zweischenkliges, 
sich beidseitig einer Mittelebene der Infrarotlampe 
erstreckendes, vorzugsweise symmetnsches, Quer- 
schnittsprofil auf GemaB dem Querschnittsprofil ver- 
laufen die Schenkel der Reflektoroberflache von einem 
in der Mittelebene liegenden Scheitel aus zunachst in 
ruckwartige, von der Vorderseite der Anordnung weg- 
weisende Richtungen (Ruckwartsrichtungen), kehren 
jedoch im weiteren Verlauf, mit zunehmendem Abstand 
zur Mittelebene urn und verlaufen in Richtungen der 
Vorderseite der Lampen^ und Reflektoranordnung (Vor- 
wartsnchtungen). Das Protil ist also im wesenthchen W- 
formig. 

[0009] Durch die erfindungsgemaRe Anordnung 
wird zummuest em Ten der in Ruckwartsrichtungen 
emittierten Strahlung der Infrarotlampe von den in 
Ruckwartsrichtungen verlaufenden Oberflachenberei- 
chen der Reflektoroberflache derart reflektiert, daG er 
nicht wieder auf die Strah lungsquelle und die Umhul- 
lung der Infrarot Strahlungsquelle tnfft. Auf diese Weise 
wird vermieden, daf3 erneut ein Teil der Strahlungsener 
gie dieses Teils der Strahlung von der Strahlungsquelle 
und der Umhullung absorbiert und in Warme umgewan- 
delt werden. Die Lampenlebensdauer ist somit hoch 
und der Kuhlbedarf ist somit gering Weitemm wird der 
stdrende EinfluR der Umhullung auf die Bestrahlungs- 
starkeverteilung reduziert. indem die Ruckreflexion 
uber den Reflektor auf die Umhullung und die damit ver- 
bundene Streuung von Strahlung in unterschiedliche 
Richtungen gering gehalten wird. Insbesondere Iaf3t 
sich daher eine homogene Bestrahlungsstarkevertei- 
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lung auf dem zu bestrahlenden Objekt bzw. den Objek- 
ten erzielen. 

[0010] Insbesondere bei trapezfbrmigen Reflektor- 
profil en mit emem sich weder in Vorwartsrichtungen 
noch in Ruckwartsrichtungen erstreckenden Oberfla- 
chenoeretch auf der Ruckseite der Irrfrarotlampe wird 
dagegen die in Richtung dieses Oberflachenbereichs 
emittierte Strahlung zumindest in wesentlichen Teilen in 
Richtung der Strahlungsquelle und der Umhullung 
zuruckreflektiert. 

[0011] Vorzugsweise verlaufen dte Schenkel der 
Retiektoroberflache beidseitig der Mittelebene so wert 
in Vorwartsrichtungen, daB sich zumindest Teile der 
Infrarot-Strahlungsquelle zwischen den Schenkeln 
befinden. Dadurch findet eine Konzentration der nutz- 
bar en, von der Lampen- und Reflektoranordnung aus- 
gehenden Strahlung in Richtungen start, die im Bereich 
der zentralen Vorwartsrichtungen liegen, welche paral- 
lel zur Mittelebene bzw. Symmetrieebene der Infrarot- 
lampe verlaufen. Anders ausgedruckt wird die 
Strahlungsleistung ahnlich der Konzerrtrationswirkung 
eines im Querschnitt parabolischen Reflektor zu einem 
lediglich genng divergierenden Strahlungsbundel kon- 
zentnert Wird also die Bestrahlungsstarke in einer zur 
Mittelebene senkrechten Bestrahlungsebene betrach- 
tet, so nimmt die Bestrahlungsstarke mit zunehmendem 
Abstand von der Mittel -ine zunachst nur geringfugig 
ab, um dann jenseits des Randes des konzentrierten 
Sirahlungsbundels mit weiter zunehmendem Abstand 
zur Mittelebene steil abzufallen. Gegenuber dem para- 
bolischen Reflektorprofil hat das erfindungsgemaBe 
Reflektorprofil, wte bereits vorstehend beschneben, 
den Vorteii, daB nur em geringer Teil der von der Retiek- 
toroberflache reflektierten Strahlung zuruck auf die 
Strahlungsquelle und die Umhullung fallt. 
[0012] Bei einer Weiterbildung der erfindungs- 
gemaBen Anordnung weisen die beiden Schenkel der 
Retiektoroberflache jeweils zumindest zwei ebene 
Oberflachenbereiche auf, die sich in Langsnchtung der 
Intrarot-Strahlungsquelle erstrecken und die gerade 
Teilstucke des Querschnittsprof ils defmieren. Dabei ver- 
lajft jeweils zumindest etner def Gbeif laohenbef eiche 
in eine Ruckwartsnchtung und verlauft jeweils zumin- 
dest einer der Oberflachenbereiche, in groBerem 
Abstand zu der Mittelebene, in eine Vorwartsrichtung. 
F ertigungstechnisch ist eine Retiektoroberflache mit 
ebenen Oberflachenbereichen mit germgem Aufwand 
verbunden. 

[0013] Insbesondere verlauft jeweils einer der ebe- 
nen Oberflachenbereiche in eine Ruckwartsnchtung 
und verlaufen jeweils zwei der ebenen Oberflachenbe- 
reiche aneinander anschiieBend und gegenemander 
abgewinkelt in Vorwartsrichtungen Vorzugsweise endet 
dabei der in die Ruckwartsnchtung verlaufende Oberfla- 
chenoereich in emem geringeren Abstand zur Mittel- 
ebene als die Umhullung der Intrarot-Strahlungsquelle. 
[0014] Bei einer Weiterbildung fuhren zwei der in 
Ruckwartsnchtung veriaufenden ebenen Oberflachen- 
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bereiche, jeweils etner von beiden Schenkeln, an der 
Mittelebene zusammen und schlieBen einen Winkel 
zwischen sich ein, der groBer als 90° ist, insbesondere 
groBer als 135°. Durch die flache Neigung dieser Ober- 
flachenbereiche gegen eine zur Mittelebene senkrechte 
Ebene wird gewahrleistet, daB die reflektierte Strahlung 
eine mogltchst geringe Anzahl von Reflexionen durch- 
lauft. Weiterhin wird vermieden, daB in Richtung des in 
Ruckwartsnchtung veriaufenden Oberflachenbereichs 
emittierte Strahlung durch Mehrfachreflexion dennoch 
wieder auf die Umhullung trifft. Besonders bevorzugt 
wird eine Ausgestaltung, bei der die schwache Neigung 
des in Ruckwartsnchtung veriaufenden ebenen Ober- 
flachenbereichs gegen die zur Mittelebene senkrechte 
Ebene groB genug ist, um auch nahe der Mittelebene 
auftreffende, von der Strahlungsquelle emittierte Strah- 
lung an der Umhullung vorbeizuleiten. Hierbei ist der 
Neigungswinkel bzw. der Scheitelwinkel zwtschen den 
Schenkeln auf den Abstand des Schertels zur Infrarot- 
Strahlungsquelle und auf die Form und GroBe der 
Umhullung, insbesondere den Durchmesser der 
Umhullung, abgestimmt. 

[0015] Bei einer anderen bevorzugten Weiterbil- 
dung nehmen die beiden Schenkel im Querschnitt 
einen evolventenformigen Verlauf, wobei die Krum- 
mungsstarke vom Scheite! aus gesehen abnimmt. Vor- 
zugsweise setzen die Evolventen am Scheitel an und 
enden etwa an der am wertesten in Vorwartsrichtung lie- 
genden Stelle der Schenkel. Der evolventenfdrmige 
Verlauf kann insbesondere auch mit einer Mehrzahl von 
ebenen Oberflachenbereichen des Reflektors angena- 
hert verwirklicht werden. Die evolventenfdrmige Oder 
evolventenartige Gestaltung des Reflektorprofils stellt 
einen guten KompromiB zwischen den hervorragenden 
Konzentrations- und Bundelungseigenschaften parabo- 
lischer Reflektoren und der Vermeidung von Ruckrefle- 
xionen auf die Umhullung der Infrarot-Strahlungsquelle 
dar, Bei einer Vanante des erfindungsgemaBen Reflek- 
tors wird em sich nahe der Mittelebene evolventenartig 
erstreckender Oberf lachenbereich mit emem in groBe- 
rem Abstand zur Mittelebene in Vorwartsrichtung ver- 
iaufenden Ooerf lachenbereich komoiniert, der eine 
parabolische Krummung aufweist. 
[0016] Insbesondere zur Bestrahlung groBer 
Objektflachen ist bei einer Weiterbildung der erfin- 
dungsgemaBe Lampen- und Reflektoranordnung eine 
Mehrzahl der Kombinationen mit Reflektor und Infrarot- 
lampe nebeneinander angeordnet, wobei die Langs 
achsen der Infrarotlampen paraflel zueinander 
verlaufen. Dabei kdnnen die Reflektorprofile der einzel- 
nen Kombinationen unterschiedlicn ausgestaltet sein 
Insbesondere kdnnen auch die Reflektorschenkel am 
Rande der Anordnung asymmetrisch zu den jeweiligen 
Reflektorschenkeln derselben Lampen- und Reflektor- 
komoi nation ausgestaltet sein. 

[0017] Falls die Anordnung mindestens drei der 
Infrarotlampen- und Reflektorkombmationen aufweist, 
hat vorzugsweise jeweils die Infrarotlampe der am 
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Rande der Anordnung Itegenden Kombination eine grb- 
Bere Strahiungsleistung, insbesondere eine um einen 
Faktor groBer oder gleich 1,5, groGere Strahiungslei- 
stung. Auf diese Weise wird der oben beschnebene 
unstetige verlauf der Bestrahlungsstarke mit zuneh- 
mendem Abstand von der Mittelebene noch wetter aus- 
gepragt. Am Rande des konzentrierten 
Strahlungsbundeis, das fur die Bestrahtung von Objek- 
ten genutzt werden soli, kann die Bestrahlungsstarke 
gleich groR, oder sogar groBer sein als im Zentralbe- 
tech des Strahlungsbundeis, In letzterem Fall sind 
daher Warmeverluste am Rande des zu bestrahlenden 
Objekts bzw. des zu bestrahlenden Bereichs kompen- 
sjerbar. 

[0018] Vorzugsweise werden als strahlungsdurch- 
lai>s*ge Umhullung der Infrarot-Strahlungsquelle rohr- 
loimige Umhullungen, insbesondere Ouarzglasrohren, 
veo^endet, wobei die Offnungsbreite des Reflektors 
ctwa doppelt so groG wie der AuGendurchmesser wie 
oo* Umhullung ist. 

[0019] Ist, je nach Anwendung der erfindungs- 
gemaOen Lampen- und Reflektoranordnung, noch 
B^cta^ fur eine Zwangskonvektions-Kuhlung, so wird 
*>geschlagen, mit einer solchen die Umhullung und 
c%+ Reflektoroberflache von der Lampenseite aus zu 
kuTien Zusatzlich kann eine Kuhlung der Reflektor- 
otperfiache von der anderen Seite der Reflektoroberfla- 
che aus vorgenommen werden. Fur eine derartige 
Kuhlung kommen als Kuhlmedien nicht nur Gase, son- 
dt*n auch Flussigkeiten in Betracht 
[0020] Wird der Luftstrom oder ein anderer Fluid- 
stiom etwa in Langsnchtung des rtnnenartigen Reflek- 
torraumes gefuhrt, in welchem sich die reflektierte oder 
die <n Richtungdes Reflektors emittierte Strahlung aus- 
fc*e<iet so hat die erfmdungsgemaBe Anordnung 
g^genuber einer Anordnung mit trapezfdrmigem 
fMie<torprofil den Vorteil, daG groBere Luftstrdme zwi- 
ui^f^i der Umhullung und der Reflektoroberflache hin- 
tvrcrigetuhrt werden konnen, 

|oo? 1 ] Alternativ wird vorgeschlagen, den Luftstrom 
c*** zur Langsnchtung der Infrarotlampe- und Reflek- 
t j Kuniotnation zu fuhren, wobei der Luftstrom zumin- 
^v^t tH weise durch einen Zwischenraum zwischen der 
L^-vxjiiung und dem Scheitel des Reflektors gefuhrt ist 
("•■*vo»zugterma8en sine dabei die .Abmessungen des 
♦ -r'scnenraumes und die Starke des Luftstromes derart 
«*.A.^vinder abgestimmt, daB zumindest im Bereich des 
^'^henraumes Luftwirbel auftreten Im Vergleich zu 
k>sen Strdmungen findet dabei ein schnellerer 
A * Tkeuoergang von der Umhullung unavoder der 
(Wu^oroberflache auf die vorbeistrdmende Luft statt 
f *r>#» Wiroelbildung im Bereich des Reflektorscheitels ist 
-nrt#*dhatt. da sich in diesem Bereich die Umhullung in 
gt*ogem Abstand zu der Reflektoroberflache befindet 
fcz* da sjch die Reflektoroberflache in diesem Bereich 
m ge'ingem Abstand zu der Infrarot-Strahlungsquelle 
twtmdet Erne effektive Kuhlung in diesem Eereich ist 
daher besonders wichtig. 


[0022] Besonders zweckmaBig ist die Kombination 
einer Infrarotlampe mit einem erfindungsgemaB gestal- 
teten Reflektorprofil, wenn die Infrarotlampe derart aus- 
gebildet und betreibbar ist, daB ein spektrales 

5 Strahldichte-Maximum der emittierten Strahlung im 
Wellenlangenbereich des nahen Infrarot liegt Unter 
nahem Infrarot wird der Wellenlangenbereich verstan- 
den, der zwischen dem sichtbaren Wellenlangenbe- 
reich und 1,4 ^m liegt Besonders bevorzugt wird die 

w Verwendung einer Infrarotlampe, die bei Oberfiachen- 
temperaturen der Infrarot-Strahlungsquelle von 2500 K 
Oder groBer, insbesondere bei 2900 K oder groBer, 
betreibbar ist. 

[0023] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuh- 
15 rungsbeispielen naher beschrieben. Dabei wird Bezug 
auf die beigefugte Zeichnung genommen. Die Erfin- 
dung ist jedoch nicht auf diese Ausfuhrungsbeispiele 
beschrankt. Die einzelnen Figuren der Zachnungen 
zeigen: 

20 

Fig. 1 : ein erstes Ausfuhrungsbeispiel fur die erfin- 
dungs-gemaBe Lampen- und Reflektoran- 
ordnung im Guerschnitt und 

25 Fig. 2: ein zweites Ausfuhrungsbeispiel im Guer- 
schnitt mit vier Infrarotlampen- und Reflek- 
torkombmationen, die parallel versetzt 
nebeneinander angeordnet sind. 

30 [0024] Fig. 1 zeigt eine Lampen- und Reflektoran- 
ordnung 1 mit einer Infrarotlampe 2, die einen Gluhfa- 
den 5 aufweist, der sich entlang einer Zentrumsiinie 
einer Quarzglasrdhre 4 erstreckt Die Quarzglasrohre 4 
bildet eine strahlungsdurchlassige Umhullung des 

35 Guhfadens 5 Der Gluhfaden 5 ist insbesondere em 
Wolframfaden. Weiterhin weist die Lampen- und Reflek- 
toranordnung 1 einen Reflektor 3 auf. Samtliche 
beschriebenen Anordnungsteile erstrecken sich in zur 
Bildebene senkrechter Richtung bei im wesentlichen 

40 unverandertem Querschnittsprofil. 

[0025] Der Reflektor 3 weist einen Scheitel 10 auf, 
aer sich in einer Mittelebene der Infrarotlampe 2 befin- 
det. Die Mittelebene, die aus Grunden der Ubersicht- 
hchkeit nicht in Fig. 1 emgezeichnet ist, btldet eine 

45 Symmetrieebene fur den Reflektor 3 und die Infrarot- 
lampe 2 Eine Mittelebene 9 einer ahnlichen Lamoen- 
und Reflektor kombination ist in Fig 2 dargestellt. 
[0026] Im Querschnittsprofil verlauft jeder der bei- 
den sich an einer Seite der Mittelebene erstreckenden 

so Schenkel des Reflektors 3 zunachst in eine von einer 
Vorderserte 8 der Lampen- und Reflektoranordnung 1 
wegweisende Richtung (Ruckwartsrichtung) In diesem 
Bereich, wie auch in anderen Bereichen, ist die Reflek- 
toroberflache als ebene Flache ausgebildet. 

55 [0027] Im weiteren Verlauf der beiden Schenkel des 
Reflektors 3 schlieBt sich jeweils em weiterer, in Ruck- 
wartsrichtung verlaufender Oberflachenbereich an und 
wiederum daran schlieBen jeweils drei weitere ebene 
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Oberflachenbereiche an, die jedoch jeweils in eine Vor- 
wartsrichtung, in Richtung der Vorderseite 8, verlaufen. 
Die aneinander anschlieBenden ebenen Oberflachen- 
bereiche sind jeweils gegen ihre Nachbarn abgewinkett. 
so daB die Schenkel msgesamt annahernd emen bei 5 
gleicher Krummungsnchtung um die Guarzgtasrbhre 4 
von der Ruckseite zur Vorderseite herumfuhrenden 
gekrummten Verlauf nehmen. Von dem Scheitei 10 aus 
gesehen ist der Verlauf der Schenkel ab dem zweiten 
ebenen Oberflachenbereich etwa evolventenformig, to 
wobei die Krummungsstarke der angenaherten Evol- 
vente im Verlauf von dem Scheitei 10 bis zu den an der 
Vorderseite liegenden Enden abnimrnt. Am Scheitei 10 
ist der Ubergangsbereich zwischen den beiden im 
Bereich der Mitteiebene ansetz enden ebenen Oberfla- 15 
chenbereichen abgerundet 

[0028] Beispielhaft sind in F»g. 1 die Ausbreitungs- 
richtungen von einigen der von dem Gluhfaden 5 emit- 
tierten Strahlen dargestellt. Ein in Ruckwartsrichtung 
emittierter Strahl wird beispielsweise zweimal von dem 20 
Reflektnr 3 rpflaktiort Er trifft zum Esispiel auf de.i 
zweiten ebenen Oberflachenbereich des linken Schen- 
keis und wird dort zum ersten Mai reflektiert, so daB er 
auf das werter von der Mittelebene entfernt liegende 
Ende des vierten ebenen Oberflachenbereichs trifft. 25 
Dort wird er zum zweiten Mai reflektiert. so daB er sich 
annahernd parallel zu dem funften ebenen Oberfla- 
chenbereich in Richtung der Vorderseite 8 ausbreitet. 
Aus diesem Grund ist der Strahl em Randstrahi, der tn 
Fig 1 mit I bezeichnet ist. Dieser Randstrahi I definiert so 
etwa den Rand des von der Lampen- und Reflektoran- 
ordnung 1 abgestrahlten Strahlungsbundels, das auf 
einer ebenen, zur Mittelebene senkrecht stehenden 
Bestrahlungsflache eine raumlich etwa konstante 
Bestrahlungsstarke hat. AuBerhalb des Strahlungsbun- 35 
dels, d. h., mit weiter zunehmendem Abstand zur Mittel- 
ebene fallt die Bestrahlungsstarke dagegen steil ab. 
[0029] In Ftg. 1 ist noch ein weiterer in Ruckwarts- 
nchtung emittierter Strahl dargestellt, der zwertach von 
dem rechten Schenkel des Retlektors 3 reflektiert wird. 40 
Dieser Strahl fallt dichter als der andere, von dem linken 
Schenkel reflektierte Strahl an der Mitteleoene auf den 
zweiten ebenen Obehlachenbereich, wird von diesem 
in Richtung des nahei an der Mittelebene liegenden 
Endes des funften ebenen Oberflachenbereichs reflek- 45 
tiert und wird dort in eine Vcrwartsnchtung reflektiert, 
die etwa parallel zu der Ausoratungsnchtung des 
Randstrahls I ist. Weiterhm sind in Fig 1 noch in Vor- 
wartsnchtungen emittierte Strahlen dargestellt. die kei- 
ner Reflexion durch den Reflektor 3 unterliegen sc 
[0030] Fig 2 zeigt erne Lampen- und Reflektoran- 
ordnung 1 1 mit insgesamt vier Lampen- und Ref lektor- 
kcmbmationen, die jeweils die gleiche geometnsche 
Gestaltung haben Der jeweilige Reflektor 13 weist im 
Unterschied zu dem Reflektor 3, der in Fig 1 dargestellt 55 
ist, pro Schenkel nur drei ebene Oberflachenbereiche 
14, 15 auf. Nur der Oberflachenbereich 15 verlauft in 
eine Ruckwartsrichtung Die Oberflachenbereiche 15 
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der beiden Schenkel eines Reflektors 13 schlieGen am 
Scheitei 10 des Reflektors 13 einen Schertelwinkel O 
zwischen sich ein, der etwa 136° betragt. Der zweite 
ebene Oberflachenbereich 14 definiert die Richtungs- 
umkehr von dem in Ruckwartsrichtung vertaufenden 
Teilstuck des Schenkels in eine Vorwartsnchtung. Er 
schlieBt mit der Mittelebene 9 bzw. mit einer parallel zu 
der Mittelebene 9 verlaufenden Ebene einen Umkehr- 
winkel y em, der etwa 65° betragt. Die dritten ebenen 
Oberflachenbereiche 14 zweier benachbarten Reflekto- 
ren 13 schlieHen zwischen sich einen AnschluBwinkel p 
ein, der etwa 50° betragt. Dabei erstrecken sich die drit- 
ten ebenen Oberflachenbereiche 14 soweit in Vorwarts- 
nchtung, daG sich der gesarrrte Gluhfaden 5 der 
Infrarotlampen 2 zwischen den Schenkeln bef indet. Der 
AnschluBbereich, in dem die dritten ebenen Oberfla- 
chenbereiche 14 der benachbarten Reflektoren 13 
ineinander ubergehea ist abgerundet. Die Offnungs- 
breite der einzelnen Reflektoren 13. d h. der Abstand 
zwischen den Enden der dritten ebenen Oberflachen- 
bereiche 14. cJit: im abgerunaeten AnschluBbereich 
bzw. im abgerundeten Randbereich liegen, betragt etwa 
das Doppelte des AuBendurchmessers einer der 
Guarzglasrohren 4. 

[0031] Die in Fig 2 gezeigte Lampen- und Reflek- 
toranordnung 11 wird durch eine nicht dargestellte 
Kuhlemnchtung durch Zwangskonvektions-Kuhlung 
luftgekuhlt. Der Luftstrom erstreckt sich quer zur Langs- 
richtung der Anordnung. Er verlauft somit etwa in Bild- 
ebene der Fig. 2 In dem Reflektorraum des am 
weitesten rechts in Fig. 2 dargestellten Reflektors 13 
sind beispielhaft Stromlinien des Luftstrornes darge- 
stellt. Der Luftstrom tritt von rechts kommend in den 
Zwischenraum zwischen der Umhullung 4 und dem 
rechten Schenkel des Reflektors 13 etn. Im Eintrittsbe- 
reich verlauft die Luftstrbmung noch schwach turbulent. 
Der im Bereich des Scheitels 10 geringere Abstand zwi- 
schen der Umhullung 4 und dem Rellektor 13 bewirkt 
jedoch, daB die Luftstromung in diesem Bereich stark 
turbulent wird und Wirbel aufweist, wie durch Pfeile dar- 
gestellt ist Die lokal auf diesen Bereich begrenzte Ver- 
wirbelung fuhrt zu einem besonders guten 
Warmeubergang, so daB der fur die Kuhlung kritische 
Bereich ausreichend gekuhlt wird. Der Bereich um den 
Scheitei 10 kann emerseits von der Innenseite des 
Reflektors ntcht so gut gekuhlt werden wie der Bereich 
um den zweiten ebenen Oberflachenbereich 14 und 
empfangt andererseits mehr Strahlungsenergie pro 
Oberfiacheneinhert als die anderen Bereiche des 
Reflektors 13, da er naher an dem Gluhfaden 5 liegt. 
[0032] Durch die erfindungsgemaBe Lampen- und 
Reflektor anordnung wird im Vergleich zu bekannten 
Anordnungen, insbesondere mit trapezfbrmigem 
Reflektorprofil, em genngerer Antei! der in Ruckwarts- 
richtungen emittierten Strahlung wieder in Richtung der 
Strahlungsquelle und der Umhullung reflektiert. 
Dadurch wird emerseits weniger Strahlungsenergie in 
der Strahlungsquelle und der Umhullung absorbtert und 
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wird andererseits ein geringerer Anteil der Strahlung 
von der Umhullung in Richtungen gestreut, d. h. durch 
Brechung in Rtchtungen gelenkt, die weit von der durch 
die Mittelebene defmierte Richtung abweichen 
Dadurch kann der Kuhlungsbedarf verrmgert werden 
und wird em grbBerer Anted der Strahlung in Richtung 
der Objekte abgegeben, die bestrahlt werden soJIen 
und die ublicherweise etwa symmetrisch zur Mittel- 
ebene angeordnet werden. Bei gleicher Lampenlei- 
stung ist daher die Bestrahlungsleistung groBer. 
Weiterhin wird eine grbBere Lebensdauer der Infrarot- 
lampe erreicht, da die Temperatur der Strahlungsquelle 
nicht durch Eigenanstrahlung erhoht wird und die 
Umhullung germgeren thermischen Wechselbelastun- 
gen ausgesetzt ist. 

B ezuq szeichenl iste 
[0033] 

1 Lamp en ;jr»d r^fiekkjicit lurdnung 

2 Infrarotlampe 

3 Refiektor 

4 Quarzglasrohre 

5 Gluhfaden 

6 reenter Schenkel 

7 linker Schenkel 

8 Vorderseite 

9 Mittelebene 

10 Scheitel 

1 1 Lampen- und Ref lektoranordnung 

13 Refiektor 

14 ebener Oberfiachenbereich 

15 ebener Oberfiachenbereich 
I Randstrahl 

O Schettelwmkel 

f5 AnschluBwinkel 

y Umkehrwinkel 

Patentanspruche 

1. Lamoen- und Reflektorancrdnung ("!; 1 1 ) zur 
Bestrahlung von Objekten in Richtungen einer Vor- 
derseite (8) (Vorwartsrichtungen) der Anordnung, 
insbesondere zur Strahlungserwa r mung von 
Objekten, mit einer Kombmation. die fclgendes auf- 
weist: 

eme Infrarotlampe (2), die eine langgestreckte 
Infrarot-Strahlungsquelle (5) zur Emission von 
Infrarctstrahiung und eine langgestreckte 
strahlungsdurchlassige Umhullung (4) der 
Infrarot-Strahlungsquelle (5) aufweist. und 

einen Refiektor (3; 13) zur Reflexion von nicht 
in Richtung der Vorderseite (8) emittierter 
Strahlung der Infrarot-Strahlungsquelle (5), der 
sich entlang der Infrarotlampe (2) in deren 


30 


7. 


Langsrichtung erstreckt, wobei die reflektie- 
rende Reflektoroberflache des Reflektors (3; 
13) quer zur Langsrichtung ein zweischenkJi- 
ges, sich beidseitig einer Mittelebene (9) der 
Infrarotlampe (2) erstreckendes Querschnitts- 
profil aufweist, gemaB dem die Schenkel der 
Reflektoroberflache von ein em in der Mittel- 
ebene (S) iiegenden Schertel (10) aus zunachst 
in ruckwartige, von der Vorderseite (8) der 
Anordnung wegweisende Richtungen (Ruck- 
wartsnchtungen) verlaufen, im weiteren Ver- 
lauf, mit zunehmendem Abstand zur 
Mittelebene jedoch umkehren und in Vorwarts- 
richtungen verlaufen. 

Anordnung nach Anspruch 1 , 
wobei die Schenkel der Reflektoroberflache beid- 
seitig der Mittelebene (9) so weit in Vorwartsrich- 
tungen verlaufen, daB sich zumindest Teile der 
Infrarot-Strahlungsquelle (5) zwischen den Schen- 
keln befinden. 

Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die Schenkel jeweils zumindest zwei ebene 
Oberflachenbereiche (14, 15) aufweisen, die sich in 
Langsrichtung der Infrarot-Strahlungsquelle (5) 
erstrecken und die gerade Teilstucke des Quer- 
schnittsprofils definieren, wobei jeweils zumindest 
einer (15) der Oberflachenbereiche in eine Ruck- 
wartsrichtung verlauft und jeweils zumindest einer 
(14) der Oberflachenbereiche, in grbBerem 
Abstand zu der Mittelebene (9), in eine Vorwarts- 
richtung verlauft. 

Anordnung nach Anspruch 3, 
wobei jeweils einer (15) der ebenen Oberflachen- 
bereiche in eine Ruckwartsrichtung verlauft und 
jeweils zwei (14) der ebenen Oberflachenbereiche 
aneinander anschlieBend und gegenemander 
abgewinkelt in Vorwartsrichtungen verlaufen. 

Anordnung nacn Anspruch 3 Oder 4, 
wobei zwei (15) der in Ruckwartsrichtungen veriau- 
fenden ebenen Oberflachenbereiche. jeweils einer 
von beiden Schenkeln, an der Mittelebene (9) 
zusammenfuhren und einen winkel (6) zwischen 
sich einschlieBen, der groBer als 90^ ist, ins- 
besondere groBer als 135°. 

Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
wobei die beiden Schenkel im Guerschmtt einen 
evolventenformigen Verlauf nehmen, wobei vom 
Scheitel aus gesehen die Krummungsstarke 
abnimmt 

Anordnung nach Anspruch 6, 

wobei die Evolventen am Scheitel ansetzen und 

etwa an der am weitesten in Vorwansrichtung he- 
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genden Stelle der Schenkel enden 

8. Anordnung nach emem der Anspruche 1 -7, 
wobei erne Mehrzahl der Kombinationen mit Reflek- 
tor (13) und Infrarotiampe (2) nebeneinander ange- 5 
ordnet rst wobei die Langsachsen der 
Infrarotiampe (2) parallel zueinander verlaufen. 

9. Anordnung nach Anspruch 8, 

wobei die Anordnung mindestens dre der Infrarot- 10 
lampen- und Reflektorkornbinationen autweist und 
wobei jeweils die Infrarotlampen (2) der am Rande 
der Anordnung liegenden Kombination eine gro- 
Bere, insbesondere eine um einen Faktor groGer 
Oder gleich 1 ,5, groRere Strahlungsleistung hat js 

10. Anordnung nach einem der Anspruche 1-9 
wobei die strahlungsdurchlassige Umhullung (4) 
der Infrarot- Strahlungsquelle (5) rohrformig ist und 
wobei die Offnungsbreite des Reflektors (3; 13) 20 
9t\.*/a dcppclt 3C gro0 wie uei Auoef Kjurchmesser 
der Umhullung (4) ist. 

11. Anordnung nach einem der Anspruche 1-10, 

mit einer Luftstrom-Kuhleinrichtung zur Zwangs- 25 
konvektions-Kuhlung der Umhullung (4) und der 
Reflektoroberflache. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, 

wobei der Luftstrom etwa in Langsrichtung der 30 
Infrarotlampen- und Reflektorkombinationen 
gefuhrt ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 11, 

wobei der Luftstrom quer zur Langsrichtung der 35 
Infrarotlampen- und Ref I ektorkombi nation und 
zumindest teilweise durch einen Zwischenraum 
zwischen der Umhullung (4) und dem Scheitel (10) 
des Reflektors (13) gefuhrt ist. 

40 

14. Anordnung nach Anspruch 13, 

wobei die Abmessungen des Zwischenraums und 
die Starke des Luftstromes derart aufeinander 
abgestmmt sind, daf3 zumindest im Bereich des 
Zwischenraumes Luftwirbel auftreten. ^ 

15. Anordnung nach einem dor Anspruche 1-14, 
wobei die Infrarotiampe (2) derart ausgebildet und 
betreibbar ist, daB ein spektrales Strahldtchte- 
Maximum der emittierten Strahlung im Wellenlan- so 
genbereich des nahen Infrarot liegt 
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(57) Die Erfindung betrifft eine Lampen- und Reflek- 
toranordnung (1) zur Bestrahlung von Objekten in Rich- 
tungen emer Vorderseite (8) der Anordnung. 
insbesondere zur Strahlungserwarmung von Objekten, 
mit emer Kombination einer Infrarotlampe (2) und ernes 
Reftektors (3). Die Infrarotlampe (2) weist eine langge- 
strecKte Infrarot-Strahlungsquelle (5) zur Emission von 
Infrarotstrahlung und eine langgestreckte strahlungs- 
durchlassige Umhullupg (4) der Infrarct Strahlungs- 
quefle (5) auf Der Reflektor dient der Reflexion von 
nicht in Richtung der Vorderseite (8) emittierter Strah- 
lung und erstreckt sich entlang der Infrarotlampe (2) in 
deren Langsnchtung. Die Reflektoroberflache des 
Reftektors (3) weist quer zur Langsrichtung ein zwei- 
schenkliges, sich beidseitig der Mittelebene der Infrarot- 
lampe (2) erstreckendes Querschnittsprofil auf, gemal3 
dem die Schenkel der Reflektoroberflache von emem in 
der Mittelebene liegenden Scheitel (10) aus zunachst in 
ruckwartige, von der Vorderseite (8) der Anordnung 
wegweisende Richtungen verlaufen, im werteren Ver- 
lauf, mit zunehmendem Abstand zur Mittelebene, 
jedoch umkehren und in zur Vorderseite (8) weisende 
Richtungen veriaufen. 
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